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 GAMMA 10/PDXでは西エンド部にダイバー

タ模擬実験装置（D-module）が設置され、ガス

入射による非接触プラズマの研究が行われて

いる。D-module内部にはタングステン製のV字

ターゲットが設置されており、V字ターゲット

中心部における線電子密度の空間分布計測を

目的として、昨年度新たなマイクロ波イメージ

ング干渉計を導入した。本干渉計は60 GHzのマ

イクロ波を用いた周波数逓倍型の干渉計であ

り、検出器には核融合科学研究所にて開発され

たホーンアンテナミキサアレイ（HMA）を使用

している。計測位置はV字ターゲットの中心部

における軸方向6点である。本研究の目的は非

接触プラズマ生成時の線電子密度分布の変化

を理解することである。 

 

 図1は本干渉計の概略図である。2つの発振器

を信号源として、周波数4逓倍器を用いてプロ

ーブ信号と参照波信号を生成する。プローブ信

号は凹面ミラーを用いて平行光としてプラズ

マに入射される。これら2つの信号をHMAにて

受信した後に位相検出回路にて位相検波を行

う。 

 

 

 

 本実験では水素ガスのプレナム圧を1000 mbar

から2000 mbarまで上昇させて計測を行った。得

られた線電子密度は0.5~2×10
13

 cm
-2であり、プ

ラズマを通過した経路長から求めた平均電子

密度は2~8×10
17

 m
-3であった。装置の不調によ

りCH1,3の2点はデータが取得できなかった。図

2は線電子密度の軸方向分布である。上流側

（CH2）に比べて下流側（CH6）の値が大きい

分布であり、ガス圧を上昇させても同様の傾向

を示した。 

 

 我々はマイクロ波イメージング干渉計を用

いてV字ターゲット内部の軸方向線電子密度分

布の計測に成功した。今後は2次元分布計測に

向けて、安定性や測定精度を向上させるための

改良を進める。 
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図 2: 線電子密度分布 
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